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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低コヒーレント光を出射する測定光源と、該測定光源から出射された光の一部の光路長
を変化させるために移動可能に配置された光路長変更部材と、受光素子と、を有し、被検
眼に低コヒーレント光を照射し、被検眼からの反射光を干渉光として前記受光素子で受光
する干渉光学系と、
　前記光路長変更部材を第１の方向と前記第１の方向とは反対の第２の方向に移動させる
駆動部と、
　前記駆動部の駆動を制御すると共に、前記受光素子から出力された干渉信号に基づいて
被検眼の所定部位の寸法を測定する演算制御手段と、を備える眼寸法測定装置において、
　前記演算制御手段は、前記駆動部の駆動を制御して、前記第１の方向と前記第２の方向
の各々において被検眼の所定部位の寸法を測定できるように前記光路長変更部材を往復し
て移動させ、
　前記光路長変更部材が前記第１の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される
第１の干渉信号を取得すると共に、前記第２の方向に前記光路長変更部材が移動されたと
きに前記受光素子から出力される第２の干渉信号を取得し、
　前記第１の干渉信号と前記第２の干渉信号の各干渉信号に基づいて被検眼の所定部位の
寸法を各々測定することを特徴とする眼寸法測定装置。
【請求項２】
請求項１の眼寸法測定装置において、
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　前記演算制御手段は、前記第１の干渉信号の取得後に前記光路長変更部材が前記第２の
方向に移動されるとき、前記第１又は第２の干渉信号の少なくともいずれかの取得位置と
前記第１の方向の移動の原点位置との中間位置に、前記光路長変更部材の前記第２の方向
の移動の限界位置を設定することを特徴とする眼寸法測定装置。
【請求項３】
請求項２の眼寸法測定装置において、
　前記演算制御手段は、前記駆動部の駆動を制御して、前記第２の干渉信号の取得後に再
度前記光路長変更部材を前記第１の方向に移動させ、前記光路長変更部材が再度前記第１
の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される第３の干渉信号を取得し、前記第
３の干渉信号に基づいて被検眼の所定部位の寸法を測定することを特徴とする眼寸法測定
装置。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかの眼寸法測定装置において、
　測定開始のトリガ信号を出力するトリガ出力手段を有し、
　前記演算制御手段は、トリガ信号が出力されると、前記駆動部の駆動を制御して前記光
路長変更部材を少なくとも２回以上往復移動させ、前記光路長変更部材が前記第１の方向
に移動されたときに前記受光素子から出力される干渉信号と，前記光路長変更部材が前記
第２の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される干渉信号と，を取得し、各干
渉信号に基づいて被検眼の寸法を各々測定することを特徴とする眼寸法測定装置。
【請求項５】
　低コヒーレント光を出射する測定光源と、測定光源から出射された光を第１測定光と第
２測定光に分割する光分割手段と、前記第１測定光と前記第２測定光を被検眼に照射する
照射光学系と、被検眼の角膜で反射された第１測定光と被検眼の眼底で反射された第２測
定光を単一の受光素子に導き、第１測定光と第２測定光との干渉信号を得るための受光光
学系と、前記第１測定光と前記第２測定光の光路差を調整するための光学部材を光軸方向
における第１の方向と前記第１の方向とは反対の第２の方向とに移動させる駆動部と、前
記駆動部の駆動を制御して、前記第１の方向と前記第２の方向の各々において被検眼の眼
軸長を測定できるように前記光学部材を光軸方向に１回往復移動させ、往復移動される前
記光学部材の前記第１の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第１干渉信号に
基づいて被検眼の第１の眼軸長を算出する一方、往復移動される前記光学部材の前記第２
の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第２干渉信号に基づいて被検眼の第２
の眼軸長を算出することにより、前記光学部材の１回の往復移動によって眼軸長を２回算
出する演算制御手段と、を備えることを特徴とする眼寸法測定装置。
【請求項６】
　請求項５の眼寸法測定装置において、前記光学部材の移動位置を検出するための位置検
出センサを有し、前記演算制御手段は、前記受光素子から第１干渉信号が出力されたとき
の光学部材の移動位置に基づいて被検者眼の第１の眼軸長を算出する一方、前記受光素子
から第２干渉信号が出力されたときの光学部材の移動位置に基づいて被検者眼の第２の眼
軸長を算出することを特徴とする眼寸法測定装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６の眼寸法測定装置において、
　測定開始のトリガ信号を出力するトリガ出力手段を有し、
　前記演算制御手段は、トリガ信号が出力されると、前記駆動部の駆動を制御して前記光
学部材を光軸方向に２回以上往復移動させ、往復移動される前記光学部材の前記第１の方
向への移動中に前記受光素子によって得られる第１干渉信号及び第３干渉信号に基づいて
被検眼の第１の眼軸長と第３の眼軸長を算出する一方、往復移動される前記光学部材の前
記第２の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第２干渉信号及び第４干渉信号
に基づいて被検眼の第２の眼軸長と第４の眼軸長を算出することにより、前記光学部材の
２回の往復移動によって眼軸長を４回算出することを特徴とする眼寸法測定装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の所定部位の寸法を測定する眼寸法測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼の所定部位の軸方向寸法（例えば、眼軸長、前房深度）を測定する眼寸法測定装
置としては、光源から出射された低コヒーレント光を被検眼の異なる軸方向位置に存在す
る２つの部位に向けて照射する照射光学系と、２つの部位からの反射光を干渉光として受
光素子で受光する受光光学系と、を有し、光路分割部材によって分割された第１の光と第
２の光との間の光路差を調整可能な光路長変更部材を光軸方向に移動させ、受光素子によ
って干渉光が検出されたときの光路長変更部材の移動位置に基づいて眼寸法を測定する装
置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２－２９７３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の装置の場合、測定開始のトリガ信号が出力されると、光路長変更部材
が原点位置から所定方向に向けて移動され、第１の光と第２の光との光路長が一致された
ときに受光素子から干渉信号が出力される。そして、この干渉信号が検出されたときの光
路長変更部材の移動位置に基づいて眼寸法が測定される。なお、光路長変更部材は、移動
限界位置に達した後、反対方向に移動され、原点位置に復帰される。
【０００５】
　しかしながら、従来の装置の場合、眼寸法を２回以上測定するためには光路長変更部材
を２回以上往復して移動させている構成であったため、測定時間が長く、被検者にとって
負担となっていた。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を鑑み、測定時間を短縮し、被検者の負担を軽減できる眼寸法測
定装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００８】
　（１）　低コヒーレント光を出射する測定光源と、該測定光源から出射された光の一部
の光路長を変化させるために移動可能に配置された光路長変更部材と、受光素子と、を有
し、被検眼に低コヒーレント光を照射し、被検眼からの反射光を干渉光として前記受光素
子で受光する干渉光学系と、
　前記光路長変更部材を第１の方向と前記第１の方向とは反対の第２の方向に移動させる
駆動部と、
　前記駆動部の駆動を制御すると共に、前記受光素子から出力された干渉信号に基づいて
被検眼の所定部位の寸法を測定する演算制御手段と、を備える眼寸法測定装置において、
　前記演算制御手段は、前記駆動部の駆動を制御して、前記第１の方向と前記第２の方向
の各々において被検眼の所定部位の寸法を測定できるように前記光路長変更部材を往復し
て移動させ、
　前記光路長変更部材が前記第１の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される
第１の干渉信号を取得すると共に、前記第２の方向に前記光路長変更部材が移動されたと
きに前記受光素子から出力される第２の干渉信号を取得し、
　前記第１の干渉信号と前記第２の干渉信号の各干渉信号に基づいて被検眼の所定部位の
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寸法を各々測定することを特徴とする。
（２）　（１）の眼寸法測定装置において、
　前記演算制御手段は、前記第１の干渉信号の取得後に前記光路長変更部材が前記第２の
方向に移動されるとき、前記第１又は第２の干渉信号の少なくともいずれかの取得位置と
前記第１の方向の移動の原点位置との中間位置に、前記光路長変更部材の前記第２の方向
の移動の限界位置を設定することを特徴とする。
（３）　（２）の眼寸法測定装置において、
　前記演算制御手段は、前記駆動部の駆動を制御して、前記第２の干渉信号の取得後に再
度前記光路長変更部材を前記第１の方向に移動させ、前記光路長変更部材が再度前記第１
の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される第３の干渉信号を取得し、前記第
３の干渉信号に基づいて被検眼の所定部位の寸法を測定することを特徴とする。
（４）　（１）～（３）のいずれかの眼寸法測定装置において、
　測定開始のトリガ信号を出力するトリガ出力手段を有し、
　前記演算制御手段は、トリガ信号が出力されると、前記駆動部の駆動を制御して前記光
路長変更部材を少なくとも２回以上往復移動させ、前記光路長変更部材が前記第１の方向
に移動されたときに前記受光素子から出力される干渉信号と，前記光路長変更部材が前記
第２の方向に移動されたときに前記受光素子から出力される干渉信号と，を取得し、各干
渉信号に基づいて被検眼の寸法を各々測定することを特徴とする。
（５）　低コヒーレント光を出射する測定光源と、測定光源から出射された光を第１測定
光と第２測定光に分割する光分割手段と、前記第１測定光と前記第２測定光を被検眼に照
射する照射光学系と、被検眼の角膜で反射された第１測定光と被検眼の眼底で反射された
第２測定光を単一の受光素子に導き、第１測定光と第２測定光との干渉信号を得るための
受光光学系と、前記第１測定光と前記第２測定光の光路差を調整するための光学部材を光
軸方向における第１の方向と前記第１の方向とは反対の第２の方向とに移動させる駆動部
と、前記駆動部の駆動を制御して、前記第１の方向と前記第２の方向の各々において被検
眼の眼軸長を測定できるように前記光学部材を光軸方向に１回往復移動させ、往復移動さ
れる前記光学部材の前記第１の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第１干渉
信号に基づいて被検眼の第１の眼軸長を算出する一方、往復移動される前記光学部材の前
記第２の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第２干渉信号に基づいて被検眼
の第２の眼軸長を算出することにより、前記光学部材の１回の往復移動によって眼軸長を
２回算出する演算制御手段と、を備えることを特徴とする。
（６）　（５）の眼寸法測定装置において、前記光学部材の移動位置を検出するための位
置検出センサを有し、前記演算制御手段は、前記受光素子から第１干渉信号が出力された
ときの光学部材の移動位置に基づいて被検者眼の第１の眼軸長を算出する一方、前記受光
素子から第２干渉信号が出力されたときの光学部材の移動位置に基づいて被検者眼の第２
の眼軸長を算出することを特徴とする。
（７）　（５）又は（６）の眼寸法測定装置において、
　測定開始のトリガ信号を出力するトリガ出力手段を有し、
　前記演算制御手段は、トリガ信号が出力されると、前記駆動部の駆動を制御して前記光
学部材を光軸方向に２回以上往復移動させ、往復移動される前記光学部材の前記第１の方
向への移動中に前記受光素子によって得られる第１干渉信号及び第３干渉信号に基づいて
被検眼の第１の眼軸長と第３の眼軸長を算出する一方、往復移動される前記光学部材の前
記第２の方向への移動中に前記受光素子によって得られる第２干渉信号及び第４干渉信号
に基づいて被検眼の第２の眼軸長と第４の眼軸長を算出することにより、前記光学部材の
２回の往復移動によって眼軸長を４回算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、測定時間を短縮し、被検者の負担を軽減できる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る眼寸法
測定装置の光学系の概略構成図である。なお、以下の実施形態では、本発明を眼軸長測定
装置に適用した場合について説明する。
【００１１】
　被検眼角膜と被検眼眼底に測定光を照射するために配置された照射光学系１０は、低コ
ヒーレント光を出射する測定光源１（例えば、ＳＬＤ）と、測定光源１から出射された光
束を平行光束とするコリメータレンズ３と、光源１から出射された光を分割するビームス
プリッタ５と、ビームスプリッタ５の透過方向に配置された第１三角プリズム（コーナー
キューブ）７と、ビームスプリッタ５の反射方向に配置された第２三角プリズム９と、偏
光ビームスプリッタ１１と、１／４波長板１３と、検査窓１７と、を有する。
【００１２】
　光源１から出射された光（直線偏光）は、コリメータレンズ３によってコリメートされ
た後、ビームスプリッタ５によって第１測定光（参照光）と第２測定光とに分割される。
そして、分割された光は、三角プリズム７（第１測定光）及び三角プリズム９（第２測定
光）によって反射されて各々折り返された後、ビームスプリッタ５によって合成される。
そして、合成された光は、偏光ビームスプリッタ１１によって反射され、１／４波長板１
３によって円偏光に変換された後、ダイクロイックミラー１５及び検査窓１７を介して少
なくとも被検眼角膜と眼底に照射される。このとき、測定光束は、被検者眼の角膜と眼底
にて反射されると、１／２波長分位相が変換される。
【００１３】
　照射光学系１０によって照射された測定光による角膜反射光と眼底反射光による干渉光
を受光するために配置された受光光学系２０は、検査窓１７と、１／４波長板１３と、偏
光ビームスプリッタ１１と、集光レンズ１９と、受光素子２１と、を有する。
【００１４】
　角膜反射光及び眼底反射光は、検査窓１７及びダイクロイックミラー１５を介して、１
／４波長板１３によって直線偏光に変換される。その後、偏光ビームスプリッタ１１を透
過した反射光は、集光レンズ１９によって集光された後、受光素子２１によって受光され
る。
【００１５】
　なお、三角プリズム７は、光路長を変更させるための光路長変更部材として用いられ、
駆動部７１（例えば、モータ）の駆動によってビームスプリッタ５に対して光軸方向に直
線的に移動される。この場合、光路長変更部材は、三角ミラーであってもよい。また、プ
リズム７の駆動位置は、位置検出センサ７２（例えば、ポテンショメータ、エンコーダ、
等）によって検出される。
【００１６】
　なお、以上の説明において、光路長変更部材は、光路分割部材によって分割される測定
光路のいずれかに配置され、分割された測定光路間の光路差が調整されるように移動され
ればよい。具体的には、光路長変更部材及び光路分割部材は、図１のように照射光学系１
０の光路中に配置される他、受光光学系２０の光路、又は照射光学系１０と受光光学系２
０の共通光路に配置された構成であってもよい。
【００１７】
　ダイクロイックミラー１５の反射方向には、被検眼の前眼部を撮像するために配置され
た前眼部撮像光学系３０が設けられている。撮像光学系３０は、光源１から出射された光
を透過し前眼部照明光源４０から出射された光を反射する特性を有するダイクロイックミ
ラー１５、対物レンズ３１、全反射ミラー３３、結像レンズ３５、二次元撮像素子３７、
を有する。ここで、照明光源４０によって赤外照明された前眼部像は、検査窓１７、ダイ
クロイックミラー１５、対物レンズ３１、全反射ミラー３３、結像レンズ３５を介して、
二次元撮像素子３７に結像される。
【００１８】
　次に、本実施形態に係る装置の制御系について説明する。制御部８０は、表示モニタ８
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１、光源１、受光素子２１、駆動部７１、位置検出センサ７２、コントロール部８４、メ
モリ８５、等が接続される。制御部８０は、受光素子２１から出力される干渉信号を用い
て被検眼の眼寸法を演算により求める。また、メモリ８５には、求められた測定値などが
記憶される。また、コントロール部８４には、測定開始のトリガ信号を発する測定開始ス
イッチ８４ａ、等の各種スイッチが設けられている。
【００１９】
　以上のような構成を備える装置を用いて、被験者眼の眼軸長を測定する場合について説
明する。検者は、モニタ８１に表示される被験者眼のアライメント状態を見ながら、図示
なきジョイスティック等の操作手段を用いて、装置を上下左右及び前後方向に移動させ、
装置を被験者眼Ｅに対して所定の位置関係に置く。この場合、検者は、図示無き固視標を
被験者眼に固視させる。
【００２０】
　図２は測定開始のトリガ信号が出力された後の動作の一例を示すフローチャートである
。測定開始のトリガ信号が出力され、制御部８０によって測定光源１が点灯されると、照
射光学系１０によって測定光が被検眼に照射されると共に、測定光による被検眼からの反
射光が受光光学系２０の受光素子２１に入射される。
【００２１】
　また、制御部８０は、駆動部７１の駆動を制御し、第１三角プリズム７を往復移動させ
る。そして、制御部８０は、受光素子２１によって干渉光が検出されたタイミングを元に
、眼軸長を算出する。
【００２２】
　この場合、制御部８０は、第１三角プリズム７が第１の方向（Ａ方向）に移動されたと
きに受光素子２１から出力される第１の干渉信号を取得すると共に、第１の方向とは反対
の第２の方向（Ｂ方向）に第１三角プリズム７が移動されたときに受光素子２１から出力
される第２の干渉信号を取得し、第１の干渉信号と第２の干渉信号の各干渉信号に基づい
て被検眼の眼軸長を各々測定する。
【００２３】
　より具体的には、第１測定光の光路長が長くなる方向（Ａ方向：ビームスプリッタ５か
ら離れる方向）にプリズム７が基準位置から移動されていくと、角膜に照射された第１測
定光の光路長と眼底に照射された第２測定光との光路長が一致されるとき、第１測定光に
よる角膜反射光と第２測定光による眼底反射光との干渉光が受光素子２１に受光される。
この場合、受光素子２１から第１の干渉信号が出力され、制御部８０に入力される。この
場合、制御部８０は、確実に第１の干渉信号を得るため、プリズム７を原点位置Ｐ２まで
移動させる。
【００２４】
　その後、制御部８０は、プリズム７の移動方向を反転させ、第１測定光の光路長が短く
なる方向（Ｂ方向：ビームスプリッタ５に近づく方向）にプリズム７を移動させる。ここ
で第１測定光による角膜反射光の光路長と第２測定光による眼底反射光との光路長が一致
されるとき、第１測定光による角膜反射光と第２測定光による眼底反射光との干渉光が再
び受光素子２１に受光される。この場合、受光素子２１から第２の干渉信号が出力され、
制御部８０に入力される。
【００２５】
　上記のように受光素子２１から干渉信号が出力されるときのプリズム７の移動位置は、
被検眼の眼軸長に応じて異なる。そして、干渉信号が出力されたときのプリズム７の移動
位置は、位置検出センサ７２から出力される信号に基づいて検出可能である。したがって
、眼軸長値は、例えば、所定の演算式又はテーブル表等を用いてプリズム７の移動位置と
被検眼の眼軸長との関係を予め求めておくことにより算出できる。なお、上記構成に限る
ものではなく、プリズム７の移動中において干渉信号が検出された時間に基づいて眼寸法
を測定するようにしてもよい。
【００２６】
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　制御部８０は、プリズム７がＡ方向に移動されているときに受光素子２１から出力され
る第１の干渉信号を取得し、第１の干渉信号が取得されたときのプリズム７の移動位置に
基づいて第１の測定結果を得る。プリズム７がＢ方向に移動されているときに受光素子２
１から出力される第２の干渉信号を取得し、第２の干渉信号が取得されたときのプリズム
７の移動位置に基づいて第２の測定結果を得る。これにより、プリズム７が１回往復移動
される間に、被検者眼の眼軸長を２回測定できる。したがって、スムーズな連続測定が可
能となる。
【００２７】
　取得された被験者眼の眼軸長の情報は、メモリ８５に記憶されるとともに、モニタ８１
に表示される。また、制御部８０は、所定回数の測定が完了したら（又は被検者の眼軸長
値が所定数得られたら）、プリズム７の往復移動を終了し、プリズム７の移動位置を初期
位置に復帰させる。なお、上記のように眼軸長の測定値が複数取得された場合、各測定値
をそれぞれ出力するようにしてもよいし、複数取得された測定値の平均値を出力するよう
にしてもよい。
【００２８】
　上記動作において、第１の干渉信号の取得後にプリズム７がＢ方向に移動されるとき、
制御部８０は、第１又は第２の干渉信号の少なくともいずれかの取得位置とＡ方向の移動
の原点位置（Ｐ１）との中間位置、より好ましくは第１又は第２の干渉信号の少なくとも
いずれかの取得位置の近傍に，プリズム７のＢ方向の移動の限界位置を設定するようにし
てもよい。
【００２９】
　ここで、所定の測定結果が得られなかった場合、制御部８０は、さらに、プリズム７の
移動方向を反転させることにより３回以上の連続測定を行うこともできる。この場合、制
御部８０は、第２の干渉信号の取得後に再度プリズム７をＡ方向に移動させ、プリズム７
が再度Ａ方向に移動されたときに受光素子２１から出力される第３の干渉信号を取得し、
第３の干渉信号に基づいて被検眼の眼軸長を測定する。ここで、制御部８０は、上記のよ
うに設定されたプリズム７のＢ方向の移動の限界位置をプリズム７の折り返し位置として
設定することにより、プリズム７の移動範囲が制限され、プリズム７の移動に要する時間
を短縮できる。
【００３０】
　上記動作において、制御部８０は、第２の干渉信号の取得後にプリズム７がＡ方向に再
度移動されるとき、第１～第３の干渉信号の少なくともいずれかの取得位置とＢ方向の移
動の原点位置Ｐ２との中間位置、より好ましくは第１～第３の干渉信号の少なくともいず
れかの取得位置の近傍に，プリズム７のＡ方向の再度の移動の限界位置を設定するように
してもよい。
【００３１】
　上記のようにして第３の干渉信号が得られたら、制御部８０は、第３の干渉信号の取得
後に再度プリズム７をＢ方向に移動させ、プリズム７が再度Ｂ方向に移動されたときに受
光素子２１から出力される第４の干渉信号を取得し、第４の干渉信号に基づいて被検眼の
眼軸長を測定する。
【００３２】
　ここで、制御部８０は、上記のように設定されたプリズム７のＡ方向の再度の移動の限
界位置をプリズム７の折り返し位置として設定することにより、プリズム７の移動範囲が
制限され、プリズム７の移動に要する時間を短縮できる。なお、第１の干渉信号の取得後
プリズム７をＢ方向に移動させる場合においても、制御部８０は、第１の干渉信号の取得
位置と原点位置Ｐ２との中間位置、より好ましくは第１の干渉信号の取得位置の近傍に，
プリズム７のＡ方向の移動の限界位置を設定するようにしてもよい。
【００３３】
　以上のような構成とすれば、少なくとも３回以上の連続測定がスムーズに行われる。ま
た、測定が複数回行われることで、測定結果が安定し、良好な測定精度を得ることができ
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【００３４】
　なお、以上の説明においては、角膜反射光と眼底反射光との干渉光による干渉信号が検
出される毎にプリズム７の折り返し位置が設定されるものとしたが、これに限るものでは
ない。すなわち、角膜反射光と眼底反射光との干渉光による干渉信号が検出されたプリズ
ム７の位置を基準に折り返し位置が設定されるものであればよい。
【００３５】
　例えば、制御部８０は、前述のように第１の干渉信号が検出された後、第１の干渉信号
が検出されたときのプリズム７の位置を基準位置とし、その基準位置を略中心とする所定
の移動範囲をプリズム７の移動範囲として設定する。この場合、第１の干渉信号の検出後
、プリズム７は、所定の移動範囲内を往復移動される。
【００３６】
　また、以上の説明においては、測定開始のトリガ信号が出力された後、制御部８０によ
ってプリズム７が自動的に往復移動されるものとしたが、これに限るものではない。例え
ば、第１の干渉信号（第２、第３、・・・の干渉信号）が検出された後、所定の折り返し
位置にてプリズム７が停止され、トリガ信号が出力されると、プリズム７の移動が開始さ
れるような手法であってもよい。
【００３７】
　なお、以上の説明においては、光路分割部材（例えば、ビームスプリッタ５）によって
第１測定光が通過する第１測定光路と第２測定光路に分割し、分割された光路中に配置さ
れた光路長変更部材（プリズム７）によって第１測定光と第２測定光との光路差を生成す
るものとしたが、これに限るものではない。この場合、光源から出射された光を分割する
ビームスプリッタ（光分割部材）と、被検眼に測定光を照射するために配置されるサンプ
ルアーム（照射光学系）と、参照光を生成するために配置されるレファレンスアーム（参
照光光学系）と、干渉光を受光するための受光素子を有する受光光学系と、を有し、光路
長変更部材の移動によって，サンプルアームを介して被検眼に照射された測定光とレファ
レンスアームからの参照光とによる干渉光が受光素子に受光されるような構成であっても
よい。
【００３８】
　なお、以上の説明においては、眼軸長を測定するための構成について説明したが、これ
に限るものではなく、被検眼の軸方向において異なる位置に存在する２つの所定部位間の
寸法を測定する構成であれば、これに限るものではない。例えば、被検者眼角膜と水晶体
に測定光を照射し、その反射光を干渉光として受光して前房深度を測定する構成において
も、適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態に係る眼寸法測定装置の光学系の概略構成図である。
【図２】測定開始のトリガ信号が出力された後の動作の一例を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００４０】
　１　測定光源
　５　ビームスプリッタ
　７　三角プリズム（光路長変更部材）
　１０　照射光学系
　２０　受光光学系
　２１　受光素子
　７１　駆動部
　８０　制御部
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